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Jakob Scheffels vorwiegendes Arbeitsfeld sind Patentstreitverfahren und
Patentanmeldeverfahren. Er betreut Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren vor
den deutschen (Patent-)Gerichten, sowie Erteilungs-, Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dem
Deutschen Bundespatentgericht (BPatG) und dem Europäischen Patentamt (EPA).

Er hat einen starken technischen Hintergrund in der Laserphysik und nichtlinearer
Optik und hat im Lauf seiner Tätigkeiten Expertise in den Bereichen
Telekommunikation, Halbleitertechnologie, Computertechnologie, Video- und
Audiokodierung erlangt.



Rechtsgebiete

Patentbewertung Patentverletzung

Patentanmeldungen Arbeitnehmererfindungsrecht

Einsprüche und Patentnichtigkeit Due Diligence

Einheitspatent Einheitliches Patentgericht

Branchen

Halbleitertechnologie Maschinenbau Elektrotechnik & Elektronik

Medizintechnik Software, IT- & Computertechnologie Telekommunikation

Physik



Publikationen

Large-area SHG-CD probe intrinsic chirality in polycrystalline films, J.
Mater. Chem. C, 2022,10, 12715-12723. DOI: 
https://doi.org/10.1039/D2TC01700H

Understanding laser desorption with circularly polarized light. Chirality.
2020; 32: 1341– 1353. https://doi.org/10.1002/chir.23279

https://doi.org/10.1039/D2TC01700H
https://doi.org/10.1002/chir.23279


Curriculum Vitae

2026 Registrierung als Vertreter vor dem EPG

2025 - heute Patentanwalt bei BARDEHLE PAGENBERG in München

2025 Zulassung als European Patent Attorney

2025 Zulassung bei der Deutschen Patentanwaltskammer

2022  - 2025 Patentingenieur und Patentanwaltskandidat bei BARDEHLE
PAGENBERG, München

2022  - 2025 Studium Recht für Patentanwälte an der FernUniversität Hagen

2021  - 2022 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Laser- und
Röntgenphysik, Technische Universität München in Garching; Tätigkeit
im Bereich oberflächensensitive Summenfrequenzspektroskopie

2018  - 2021 M.Sc. in Physik der kondensierten Materie an der Technischen
Universität München; Spezialisierung: Laserphysik (Enantioselektive
Oberflächendesorption chiraler Proben mit kurzen Laserpulsen)

2014  - 2018 B.Sc. in Physik an der Technischen Universität München


